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※概要（Summary）： 

 

ヘッドアップディスプレィ応用を目指して、ＰＺＴ薄

膜によるユニモルフ圧電アクチュエータで励振可能

なレーザー描画用の光ＭＥＭＳスキャナを製作し、実

際にそれを用いてレーザー描画による動画像を表示

する。 

 
※実験（Experimental）： 

 

ナノテクノロジープラットフォーム施設が管理する

電子ビーム描画装置を利用してフォトマスク（５イン

チ）を製作し、東京大学生産技術研究所のＭＥＭＳ系

クリンルームを使用してＭＥＭＳ光スキャナを製作

し、その特性を実験的に検証した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

製作したＭＥＭＳ光スキャナを用いて赤色レーザー

の空間走査と画像プロジェクション動作を確認した。 

 

図１ ＭＥＭＳ光スキャナによるレーザー描画結果 
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